
























































专利名称(译) 多孔超声探头的校准

公开(公告)号 US10064605 公开(公告)日 2018-09-04

申请号 US15/400826 申请日 2017-01-06

[标]申请(专利权)人(译) BELEVICH阿尔乔姆
CALL约瑟夫 - [R
RITZI布鲁斯 - [R
OSBORN NATHANW¯¯

申请(专利权)人(译) BELEVICH，阿尔乔姆
CALL约瑟夫R.
RITZI，BRUCE R.
奥斯本NATHAN W.

当前申请(专利权)人(译) MAUI IMAGING，INC.

[标]发明人 BELEVICH ARTEM
CALL JOSEF R
RITZI BRUCE R
OSBORN NATHAN W

发明人 BELEVICH, ARTEM
CALL, JOSEF R.
RITZI, BRUCE R.
OSBORN, NATHAN W.

IPC分类号 G01V13/00 A61B6/00 A61B8/12 A61B8/08 G01S7/52 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/587 A61B6/584 A61B8/12 G01S7/52052 A61B8/4488 A61B8/4494 A61B8/483 A61B8/4477

优先权 61/681986 2012-08-10 US

其他公开文献 US20170112476A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

基于ping的超声成像的质量取决于描述发射和接收换能器元件的精确声
学位置的信息的准确性。提高换能器元件位置数据的质量可以显着改善
基于ping的超声图像的质量，特别是使用多孔径超声成像探头获得的那
些，即，总孔径大于任何预期的最大相干孔径宽度的探头。描述了用于
校准探针的元件位置数据的各种系统和方法。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/9d5228c1-36d8-4953-8161-c9634adc7297
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/050066103/publication/US10064605B2?q=US10064605B2

